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Uktad elektroniczny do ciaglego pomiaru parametrow szybkich proceséw

Przedmiotem wynalazku jest uklad elektroniczny do cigglego pomiaru parametrow szybkich
procesOw, zwlaszcza wystgpujacych podczas badan wybuchu tadunkéw kumulacyjnych.

W znanych zestawach do pomiaru parametréw zjawiska wybuchu stosowany jest uktad
sktadajacy si¢ zczujnika konstantanowego, specjalnego impulsatora pradowego, dwoch czujnik6w
wyzwalania, uktadu synchronizacji i oscyloskopu. Uklad ten jest przedstawiony w Biuletynie WAT
nr 10/314 1978 r. Impulsator pradowy tego rozwigzania o pradzie maksymalnym 12A i pradzie
roboczym 10 ma stata czasowa obwodu roztadowania 600 us. Poniewaz impuls pradowy uzyskany
z tego impulsatora jest zmienny w czasie, zastosowano dwa czujniki wyzwalania, z ktérych jeden
wyzwala impulsator pradowy od zjawiska jeszcze nie badanego, a drugi czujnik wyzwalania,
uruchamia uktad synchronizacji od zjawiska badanego. Przy takim polaczeniu impuls pradowy
impulsatora jest wyzwalany o okoto 30us wcze$niej przed zakresem pomiarowym, w ktérym
rejestruje si¢ zjawisko bezposrednio badane. Zastosowanie takiego uktadu komplikuje montaz
czujnikéw we wkladce kumulacyjnej czy w gotowym pocisku, a ponadto umieszczenie dwoch
czujnikéw wyzwalania i czujnika pomiarowego we wkiadce kumulacyjnej zakléca sam przebieg
strumienia kumulacyjnego. Niezaleznie od trudno$ci montazowych zastosowanie opoZnienia 30 us
catkowicie uniemozliwia pomiar wielu zjawisk zachodzacych w czasie wybuchu pocisku czy tez
tadunku kumulacyjnego, w ktérym cale badane zjawisko trwa okoto 20 us.

Isiota rozwigzania bgdacego przedmiotem wynalazku polega na tym, Zze uklad sklada si¢ z
czujnika rezystancyjnego umieszczonego we wkiadce kumulacyjnej pocisku, uktadu dopasowuja-
cego, zrodla pradu statego i oscyloskopu. Czujnik rezystancyjny bedacy czgsciag sktadowg uktadu
wykonany jest zdwdch réznych metali o roznej opornosci, korzystnie izotanu lub kanthalu i miedz
odizolowanych od siebie kilku mikronowa warstwa emalii. Poczatki przewod6w czujnika sa ze
sobg skrecane i zlutowane na srebro oraz w odlegtosci kilku milimetréw od punktu zgrzania zagiete
i przymocowane do wierzchotka wkiadki kumulacyjnej. Koniec czg¢sci skrgconej czujnika po
wstepnym naciagu wzdltuz prostej ustalone s w izolacyjnej pokrywie zamykajacej stozek wkladkii
polaczone przewodowo z zasilaczem pradu stalego, zapewniajacym nat¢zenie okoto 1A oraz
uktadem dopasowujacym eliminujacym drgania elektryczne w obwodzie, powstale w wyniku
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pojawienia si¢ na czujniku rezystancyjnym termoelektrycznej EM a takze fali uderzeniowej i
elektromagnetycznej powstalej przy wybuchu. Przew6d miedziany czujnika moze by¢ zastapiony
metalowa cz¢écig skorupy pocisku lub dowolnym elementem metalowym, ktéry poprzez falg
uderzeniowa lub detonacyjna zamknie obwdd elektryczny zasilania. W czasie detonacji materiatu
wybuchowego np. w fadunku kumulacyjnym nast¢puje przemieszczanie si¢ frontu fali detonacyj-
nej, frontu fali uderzeniowej, czg$ci metalowych tadunku jak np. wkiadki kumulacyjnej czy
skorupy pocisku oraz strumienia kumulacyjnego. Przemieszczanie si¢ nap¢dzanych wybuchem do
kilku km/s elementéw wktadki kumulacyjnej powoduje, ze elementy tej wkiadki uderzajac w
danym miejscu w czujnik zniszcza warstwe¢ izolacyjng dzielaca dwa metale w czujniku oraz
spowoduja mechaniczne i elektryczne potgczenie dwoch przewodé4w w danym miejscu czujnika.
Poniewaz oporno$é czujnika rezystancyjnego zalezy liniowo od jego dtugosci, zatem w stosunku do
poczatkowe) jego opornosci, po uderzeniu w czujnik elementami wkiadki kumulacyjnej nast¢puje
zmniejszenie jego opornosci. Powstaly w ten sposob spadek opornosci na czujniku rezystancyjnym
spowoduje 'spadek na nim napigcia, ktdre jest rejestrowane przez oscyloskop.

Zagigcie poczatku przewodow czujnika gwarantuje, Ze pierwsze zwarcie przewoddow czujnika
nast¢puje w pewnej odlegtosci od zlutowanego poczatku dajac w ten sposob pierwszy duzy skok
napigcia bgdacego impulsem synchronizacji.

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykladzie wykonania i na rysunkach na ktérych
Fig. 1 przedstawia uklad blokowy zestawu pomiarowego. Fig. 2 uktad ideowy uktadu dopasowuja-
cego oraz Fig. 3 spos6éb rozmieszczenia czujnika rezystancyjnego we wkiadce kumulacyjnej poci-
sku. W ukladzie blokowym wyr6zniamy: czujnik rezystancyjny 1, ukiad dopasowujacy 2 zrédto
pradu stalego 3 i oscyloskop z pamigcia 4. Czujnik rezystancyjny 1 wykonany jest z drutu
izotanowego lub kanthalowego o grubosci 0,01 mm zlutowanego metoda ogniowa na srebro z
drutem miedzianym o grubosci 0,05 mm. Przewody czujnika rezystancyjnego pokryte sa izolacja,
skrgcone ze soba, oraz zlutowany koniec zagig¢ty na dtugosci okoto Smm i tukiem krzywizny
powstatej z zagi¢cia zamocowany na stale w wierzchotku wktadki kumulacyjnej 6. Koniec przewo-
dow po wstepnym naciagu utwierdzone sa w plytce izolacyjnej 7 i przewodem koncentrycznym 8
potaczone z zespotem dopasowujgcym 2, eliminujacym w czasie pomiaru drgania elektryczne w
obwodzie powstale w wyniku pojawienia si¢ termoelektrycznej SEM i zakiéceri od samego
wybuchu.

Zastrzezenia patentowe

1. Ukiad elektroniczny do ciaglego pomiaru parametréw szybkich proceséw, zwlaszcza
wystepujacych podczas badan wybuchu tadunkéw kumulacyjnych, znamienny tym, ze sktada si¢ on
z czujnika rezystancyjnego (1), uktadu dopasowujgcego (2) uktadu zasilania (3) pradem stalym o
nat¢zeniu 1A i oscyloskopu (4), przy czym zmiana opornosci czujnika rezystancyjnego zwiazana z
jego mechanicznym i elektrycznym zwieraniem powoduje spadek napiecia rejestrowanego na
oscyloskopie proporcjonalny do jego dlugosci.

2. Uklad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze rezystancyjny czujnik (1) umieszczony jest
wewnatrz wkladki kumulacyjnej (§) i po wstgpnym naciaggni¢ciu wzdluz prostej umocowany
zgrzanym koncem w wierzchotku wktadki (5) a drugim w izolacyjnej pokrywie (7) zamykajace;j
stozek wktadki (5), przy czym koniec czujnika (1) umocowany w wierzchotku wkladki jest zagiety
na dlugosci co najmniej kilku milimetréow.

3. Uklad wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze czujnik sklada si¢ z dwoch metali o r6znej
opornosci korzystnie izotanu lub kanthalu i miedzi odizolowanych od siebie warstwa emalii, przy
czym drut o mniejszej oporno$ci wlasciwej, np. miedziany, moze by¢ zastapiony metalowa czgscig
skorupy lub dowolnym metalowym elementem, ktory w czasie detonacji zamknie obwéd
elektryczny.
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